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１．概要（Summary ） 

 セラミック膜は、従来の高分子膜に比べて高い耐久

性と溶解しにくい特性を有し、従来の高分子膜では適

用が困難だった石油・化学産業向けの利用が期待され

ている。弊社では、セラミック膜の薄膜化によって、

高い透過性を有する分離膜の製作を行ってきた。直近

では、耐アルカリ性を持つセラミック膜の開発や二酸

化炭素回収への応用等の多機能化を目的として、新材

料の探求、新処理方法の開発を進めている。 

 本研究では、シリカナノ粒子透過薄膜のヘリウムイ

オン顕微鏡による断面観察を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高精細集束イオンビーム装置“ORION NanoFab” 

【実験方法】 

 断面観察には、大阪大学ナノテクノロジープラット

フォームの高精細集束イオンビーム装置（He/Ne イオ

ン） ZEISS “ORION NanoFab”を用いた。Fig. 1 に

装置外観を示す。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 本装置では Ga イオンが装着されていないため、Ne 

15 pA で 40 分間矩形加工後、30° チルトで観察した

結果を Fig. 2 に示す。矩形の加工痕が僅かに観察され

るが、側壁の断面は観察されない。Ne でほとんど掘

れていないか、電子中和銃の性能限界でコントラスト

が見えていないと推定した。結果的に本装置のみでは、

観察することはできなかった。今後、GaFIB 装置で加

工後に観察するなどの方法を考えたい。 
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 丁寧にご指導をいただきました大阪大学法澤先生
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Fig. 1 high definition focused ion beam system 
    ZEISS “ORION NanoFab 

 

 
Fig. 2 Observation result by He FIB microscope 
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